
電⼦光学設計技術分科会第 14 回研究会開催案内 

「電⼦・イオン光学の基礎講義」 
 

電⼦光学設計技術分科会 責任者 ⼩瀬 洋⼀ 
 

皆様にはますます御健勝のこととお慶び申し上げます。 
今回は電⼦・イオンビーム応⽤装置のユーザー向けに、装置構成、装置内での電⼦・イオンビームの動

きを解説することで、新たなアプリケーション開発に資する電⼦・イオン光学の基礎講義を企画しまし
た。装置活⽤・機能向上につながる多⽅⾯からの議論の場となれば幸いです。皆様のご参加、ご議論をお
待ちしております。 
 
開催⽇時：2026 年 12 ⽉ 11 ⽇（⾦）13:30-17:00 
開催⽅式： オンライン(Teams) 
参加申込：下記フォームに必要事項を記⼊し、お申込みをお願いします。期限 2026/11/11 

https://forms.gle/M18EkLWym7fiPG5N7 
内容梗概と講義資料：申込者メール宛にダウンロード URL をご連絡します。 

（公開予定⽇：内容梗概 11/13、講義資料 12/18） 
プログラム： 

（１）開会 
13:30-13:35 分科会責任者 （株）⽇⽴ハイテク ⼩瀬 洋⼀ 

（２）SEM の電⼦光学 コーディネータ 元（株）島津製作所 藤⽥ 真 
13:35-14:05 「Everhart-Thornley 検出器の基礎」       （株）⽇⽴ハイテク ⼭澤 雄 
14:05-14:35 「SEM/FIB-SEM インカラム検出器の電⼦光学」 元（株）島津製作所 藤⽥ 真 

（１０分休憩） 
（３）TEM/STEM の電⼦光学 コーディネータ ⽇本電⼦（株） 三島 了太 

14:45-15:45 「透過電⼦顕微鏡のハードウェア 
−電⼦光学系と検出系の基礎−」 ⽇本電⼦（株） ⼤⻄ 市郎 

（１０分休憩） 
（４）FIB の電⼦・イオン光学 コーディネータ （株）⽇⽴ハイテク 杉⼭ 安彦 

15:55-16:30 「FIB 加⼯を理解するための装置構成とビーム光学の基礎」 
（株）⽇⽴ハイテク 飯⽥ 岳史、 廣瀬 菜緒⼦ 

16:30-16:50 「FIB-SEM を⽤いたアプリケーションのご紹介」 
（株）⽇⽴ハイテク 折⽥ えみな、⾣川 翔太、森川 晃成 

（５）閉会 
16:50-17:00 分科会副責任者 福井⼯業⼤学 ⻄ ⻯治 

以上 


